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１．概要（Summary） 

細胞に対して刺激を加えることで、細胞の活動を制御

できることが古くから知られている。例えば、化学試薬を加

える、培養する温度を調節する、細胞を伸長もしくは圧縮

して機械的な刺激を加える等である。近年、細胞に与える

刺激として物質の第 4 の状態であるプラズマを用いる応

用研究が多数報告されている。著者らは培養細胞に直接

プラズマを照射することが可能なマイクロデバイスを開発

し、細胞へのプラズマ照射効果の解析を行ってきた。しか

しながら、マイクロデバイスの作製はプロセスが複雑であり、

時間を要するものであった。そこで、細胞に刺激を与える

ためのプラズマ源と、細胞を培養するためのマイクロシャ

ーレ構造をそれぞれ個別に作製し、後の工程で組み合わ

せることで、培養細胞に直接プラズマを照射可能なマイク

ロシステムの構築を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナ装置、Deep Reactive Ion Etching 装置 

【実験方法】 

22 mm 角にカットした酸化膜付きシリコン基板（SiO2 

膜厚: 3 m, Si基板厚さ: 200 m）を用いた。この基板を

用いて、フォトリソグラフィー、深堀エッチング（Deep RIE）

等の微細加工プロセスを進め、細胞にプラズマを照射す

るための開口部を持つ、細胞培養マイクロシャーレを作製

した（Fig. 1）。細胞培養後、平面型プラズマ源の上に本

マイクロシャーレを設置した。プラズマを発生させると、プ

ラズマで生成された活性種が細胞に供給される。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロシャーレ内に細胞を播種してインキュベートす

ると、細胞はマイクロシャーレ底面に付着しはじめ、顕微

鏡観察ではやや角張った形状として観測された。さらにイ

ンキュベートすると、細胞はマイクロシャーレ内で増殖を始

めた。 

細胞の付着の様子が安定したところで、プラズマ照射を

行った。角張った形状をしていていた細胞は丸い形状へ

と変化した。プラズマからの活性種が細胞に到達し、マイ

クロシャーレに付着した部分に作用したものと考えられる。 

 

 

 

Fig. 1 Optical micrographs of a microwell device for 

cell culture. 
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